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Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma diplomové práce:

Elipsometrie tenkých vrstev

v anglickém jazyce:

Ellipsometry of Thin Films

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Principy elipsometrie. Stanovení optických parametrů tenkých i tlustých vrstev Cu a Co na Si a
jejich degradaci na vzduchu. Základy AFM.

Cíle diplomové práce:

1. Sledování časového vývoje optických parametrů vrstev Cu a Co. 
2. Porovnání výsledků s měřením morfologie povrchů vzorků pomocí AFM.
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